
动态光散射纳米粒度及zeta电位分析仪
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产品详情

动态光散射纳米粒度及zeta电位分析仪原理

当激光照射到分散于液体介质中的微小颗粒时，由于颗粒的布朗运动引起散射光的频率偏
移，导致散射光信号随时间发生动态变化，该变化的大小与颗粒的布朗运动速度有关，而
颗粒的布朗运动速度又取决于颗粒粒径的大小，颗粒大布朗运动速度低，反之颗粒小布朗
运动速度高，因此动态光散射纳米粒度及zeta电位分析仪技术是分析样品颗粒的散射光强
随时间的涨落规律，使用光子探测器在固定的角度采集散射光，通过相关器进行自相关运
算得到相关函数，再经过数学反演获得颗粒粒径信息。

动态光散射纳米粒度及zeta电位分析仪性能特点

1、高效的光路系统：采用固体激光器和一体化光纤技术集成的光路，充分满足空间相干
性的要求，极大地提高了散射光信号的信噪比。

2、高灵敏度光子探测器：采用计数型光电倍增管或雪崩光电二极管，对光子信号具有极
高的灵敏度和信噪比； 采用边沿触发模式对光子进行计数，瞬间捕捉光子脉冲的变化。

3、大动态范围高速光子相关器：采用高、低速通道搭配的结构设计光子相关器，有效解
决了硬件资源与通道数量之间的矛盾，实现了大的动态范围，并保证了相关函数基线的稳
定性。

4、高精度温控系统：基于半导体制冷技术，采用自适应PID控制算法，使样品池温度控制
精度达±0.1℃。



5、数据筛选功能：引入分位数检测异常值的方法，鉴别受灰尘干扰的散射光数据，并剔
除异常值，提高粒度测量结果的准确度。

6、优化的反演算法：采用zui优拟合累积反演算法计算平均粒径及多分散系数，基于非负
约束正则化算法反演颗粒粒度分布，测量结果的准确度和重复性都优于1%。

纳米粒度及zeta电位分析仪测量

纳米粒度及zeta电位分析仪是表征分散体系稳定性的重要指标zeta电位愈高，颗粒间的相互
排斥力越大，胶体体系愈稳定，
因此通过电泳光散射法测量zeta电位可以预测胶体的稳定性。

带电颗粒在电场力作用下向电极反方向做电泳运动，单位电场强度下的电泳速度定义为电
泳迁移率。颗粒在电泳迁移时，会带着紧密吸附层和部分扩散层一起移动，与液体之间形
成滑动面，滑动面与液体内部的电位差即为zeta电位。Zeta电位与电泳迁移率的关系遵循
Henry方程，通过测量颗粒在电场中的电泳迁移率就能得出颗粒的zeta电位。

纳米粒度及zeta电位分析仪性能特点

1.利用光纤技术集成发射光路和接收光路，替代传统电泳光散射的分立光路，使参考光和
散射光信号的传输不受灰尘和外界杂散光的干扰，有效地提高了信噪比和抗干扰能力。

2.先对散射光信号进行频谱预分析，获取需要细化分析的频谱范围，然后在窄带范围内进
行高分辨率的频谱细化分析，从而获得准确的散射光频移。

3.基于双电层理论模型，求解颗粒的双电层厚度，获得准确的颗粒半径与双电层厚度的比
值，再利用小二乘拟合算法获得精确的Henry函数表达式，进而有效提高了纳米粒度及zeta
电位分析仪的计算精度。

Henry函数的取值：

当双电层厚度远远小于颗粒的半径，即ka>>1，Henry函数近似为1.5。双电层厚度远远大
于颗粒半径时，即ka<<1，Henry函数近似为1.0。使用小二乘曲线拟合算法对Wiersema计
算的精确Henry函数值进行拟合， 得到优化Henry函数表达式.

强大易用的控制软件

ZS-920系列纳米粒度及zeta电位分析仪
的控制软件具有纳米颗粒粒度和zeta电位测量功能，一键式测量，自动调整散射光强， 无
需用户干涉，自动优化光子相关器参数，以适应不同样品，让测量变得如此轻松。控制软

http://www.z-dream.cn/


件更具有标准化操作(SOP)功能，让不同实验室、不同实验员间的测量按照同一标准进行
，测量结果更具有可比性。测量完成自动生成报表，以可视化的方式展示测量结果，让测
量结果一目了然。

动态光散射纳米粒度及zeta电位分析仪的技术指标

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

